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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定装置（１０）とターゲット（８）との間の区間（９）に応じた絶対距離値を測定す
る方法であって、複数の個々の測定ステップが、前記絶対距離値を測定する絶対距離測定
器（１）によって実施される方法において、
　前記絶対距離測定器（１）の測定値が、複数のサンプリングステップによって前記絶対
距離値に徐々に近づけられてこの絶対距離値に到達され、２つのサンプリングステップ間
で発生する前記測定装置（１０）と前記ターゲット（８）との間の複数の距離変化が、相
対距離測定器（２）によって検出され、２つのサンプリングステップのうちの後のサンプ
リングステップで前記絶対距離測定器（１）を制御するため、前記複数の距離変化が一緒
に使用されることによって、前記複数の個々の測定ステップと少なくともほぼ同時に、前
記測定装置（１０）と前記ターゲット（８）との間の１つの距離変化もそれぞれ、前記タ
ーゲット（８）のドリフトの瞬間値として前記相対距離測定器（２）によって測定され、
この距離変化が、前記絶対距離値を算定するために考慮されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記絶対距離値を測定するため、複数のサンプリングステップによる反復法が使用され
、変調された戻る光ビームの強度（Ａ）である出力値（Ａ）が、各サンプリングステップ
で、出射する光ビームと戻る光ビームとに作用する変調周波数である入力値（ｆｎ，ｆｎ

＋１，ｆｎ＋２，．．．）から生成されて測定され、この出力値（Ａ）は、前記入力値（
ｆｎ，ｆｎ＋１，ｆｎ＋２，．．．）と前記絶対距離値とに依存し、１つのサンプリング
ステップと後続する１つのサンプリングステップとの間で生じる距離変化がそれぞれ測定
され、前記後続する１つのサンプリングステップに対する前記入力値（ｆｎ＋１，ｆｎ＋

２，ｆｎ＋３，．．．）の算定時に前記距離変化を校正するために使用されることを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記反復法にしたがって理論的に算出された反復ステップの周波数ｆｎｔｈｅｏｒは、
測定される距離変化Δｓに応じて以下のように有効に使用される周波数ｆｎを算定するた
めに使用され、

【数１】
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【数２】

ｆ０は、測定周波数又は基本変調周波数であり、Ｄ０は、粗い距離、すなわち測定すべき
距離に対する一時的な近似であることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　以下の：
・連続して測定される絶対距離値を測定し、
・少なくともほぼ同時の連続する相対距離値を測定し、
・各絶対距離値を、対応する少なくともほぼ同時の相対距離値だけ校正して、校正された
連続する絶対距離値を生成し、
・校正された連続する絶対距離値を評価して、代表する１つの絶対距離値を算定する、
ステップを有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記評価は、平均値の生成、積分又はその他の濾波を含むことを特徴とする請求項４に
記載の方法。
【請求項６】
　前記測定装置（１０）と前記ターゲット（８）との間の区間（９）に応じた絶対距離値
を算定する絶対距離測定器（１）を有し、前記絶対距離値を測定する測定装置（１０）に
おいて、
　前記測定装置（１０）は、前記測定装置（１０）と前記ターゲット（８）との間の距離
変化を前記ターゲット（８）のドリフトの瞬間値として算定する相対距離測定器（２）を
有し、前記絶対距離測定器（１）は、複数のサンプリングステップによって前記絶対距離
値を繰り返し生成するために構成されていて、前記測定装置（１０）は、２つのサンプリ
ングステップのうちの後のサンプリングステップでの前記絶対距離測定器（１）による前
記絶対距離値の算定時に、前記相対距離測定器（２）によって算出された２つのサンプリ
ングステップ間で発生する前記測定装置（１０）と前記ターゲット（８）との間の距離変
化を考慮する手段を有することを特徴とする測定装置。
【請求項７】
　前記測定装置（１０）は、複数のサンプリングステップによるフィゾー法を実施する手
段（１）を有し、変調された戻る光ビームの強度（Ａ）である出力値が、各サンプリング
ステップで、出射する光ビームと戻る光ビームとに作用する変調周波数である入力値から
測定可能であり、前記出力値は、前記入力値と前記絶対距離値とに依存し、相対距離を算
定する前記手段（２）は、１つのサンプリングステップと後続する１つのサンプリングス
テップとの間で発生する距離変化を算定するために構成されていて、前記測定装置（１０
）は、前記後続するサンプリングステップに対する入力値の算定時に前記距離変化を校正
する手段を有することを特徴とする請求項６に記載の測定装置。
【請求項８】
　前記測定装置（１０）は、連続して測定される絶対距離値を測定する手段（１）、少な
くともほぼ同時の連続する相対距離値を測定する手段（２）、各絶対距離値を対応する少
なくともほぼ同時の相対距離値だけ校正して、校正された連続する絶対距離値を生成する
手段、及び校正された連続する絶対距離値を評価して、代表する１つの絶対距離値を算定
する手段を有することを特徴とする請求項６に記載の測定装置。
【請求項９】
　前記測定装置（１０）は、相対距離値を、絶対距離値を算定する前記手段（１）に送る
手段を有することを特徴とする請求項６～８のいずれか１項に記載の測定装置。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更



(3) JP 2008-516246 A5 2011.10.6

【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】絶対距離値を測定する方法及び測定装置
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、距離を電気式に測定する分野に関する。本発明は、対応する独立請求項の上
位概念に記載の絶対距離値を測定する方法及び測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　距離を高分解能に測定するため、相対距離を測定する計器、例えばレーザー干渉計が使
用される。この場合、コリメートされたレーザービームが、測定装置から反射するターゲ
ットに向かって進行する。送られたビームが、反射して測定装置内で受信されるビームに
重畳される。距離が変化すると、重畳されたビームの強度が、両ビームの強度に応じて変
動する。このような強度の変化が、検出されてカウンタによって計数される。距離が、強
度の変化の回数及び波長に応じて変化する。したがってその他の位置の絶対距離も、既知
の基準値に基づいて、すなわち開始位置内の絶対位置に基づいて算出することができる。
移動する反射器又はターゲットに対する距離を測定するため、測定装置が、トラッカーと
して構成されている。すなわち、レーザービームが、回転可能なミラーによってターゲッ
トに自動的に方向転換される。この場合、レーザービームの仰角及び方位角が測定される
。その結果、３次元のターゲットの位置の測定が可能である。例えば１０ｍ／ｓまでのタ
ーゲットの速度でも、位置が、この簡単な測定原理に基づいて記録され得る。
【０００３】
　相対距離を測定するこのような方法は、ビームが測定装置とターゲットとの間で中断さ
れないことを前提とする。この中断が起きた場合、距離の変化がもはや検出されず、測定
装置とターゲットとの間の絶対距離がもはや既知でない。それ故にこの絶対距離は、その
他の手段によって新たに測定又は校正される必要がある。絶対距離測定器と干渉計とのこ
のような組み合わせは、ドイツ連邦共和国特許第１９５４２４９０号明細書中に開示され
ている。
【０００４】
　絶対距離を測定するため、いろいろな方法が公知である。同様に上述したドイツ連邦共
和国特許第１９５４２４９０号明細書中に記され引用されている、例えばフィゾー法のい
ろいろな形態が公知である。このような距離が、干渉計法に対する基準値として使用でき
るように、この距離は、同様な測定精度、すなわち１００メートルまでの測定距離の場合
に例えばマイクロメートルの範囲内の測定精度を呈する必要がある。
【０００５】
　しかし相対距離の測定とは異なり、このような測定距離及び精度の場合の絶対距離の測
定は、所定の最小測定期間を必要とする。この最小測定期間の間は、距離が変化してはな
らない。この場合、ターゲットは、操作者によって手動で保持され得るのではなくて、一
時的な校正のために停止状態にする必要がある。このことは、測定時間を浪費する中断を
強いる。
【０００６】
　国際特許出願公開第０２／０８４３２７号明細書は、測定光路及び基準光路を有しかつ
レーザー光を用いた絶対距離測定を記す。光が、この測定光路とこの基準光路とによって
交互に誘導される。測定光路は、測定区間にわたって延在しかつ絶対距離測定法に対して
使用される。基準光路は、測定装置内に存在する。したがって、内部の基準光区間の距離
の変化が算定されて、ドリフト及び温度に起因した変動を校正する。
【０００７】
　国際特許出願公開第００／６３６４５号明細書では、トラッカーによる間接的な位置測
定が記されている。この場合、測定計器の基準点の位置を算定する必要がある。この場合
、基準点自体が、トラッカーから見ることができない。測定計器の逆反射器が、既知の軌
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道に沿って移動される。この場合、トラッカーが、この軌道に追従する。逆反射器の測定
される位置と測定計器の既知の幾何構造とから、基準点の位置及び方向を算定することが
できる。
【特許文献１】ドイツ連邦共和国特許第１９５４２４９０号明細書
【特許文献２】国際特許出願公開第０２／０８４３２７号明細書
【特許文献３】国際特許出願公開第００／６３６４５号明細書
【特許文献４】ヨーロッパ特許出願公開第０３１３５１８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の課題は、冒頭で述べた種類の絶対距離値を測定する方法及び測定装置を提供す
ることにある。ターゲットが移動している場合でも、この方法及び測定装置は、絶対距離
の正確な測定を可能にする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この課題は、対応する独立請求項の特徴を有する絶対距離値を測定する方法及び測定装
置によって解決される。
【００１０】
　この方法では、絶対距離を算定する手段及び測定器とターゲットとの間の相対距離を算
定する手段を有する距離測定装置内で、絶対距離の算定の間に生じる距離の変化が、相対
距離を算定する手段によって検出され、絶対距離の算定時に考慮される。
【００１１】
　これによって、絶対距離の測定期間に生じる距離の変化、すなわち特にターゲットの移
動が校正される。ターゲットを不動に保持することはもはや必要でない。特に、ターゲッ
トは、操作者の手の中に保持され得る。その結果、測定シーケンスの不可欠な中断は不要
である。
【００１２】
　本発明の好適な実施の形態では、絶対距離を算定する手段が反復法を実施するために構
成されている。すなわち、この方法は、複数のサンプリングステップによって正しい絶対
距離値に徐々に近づく。出力値が、サンプリングステップごとに入力値から算出される。
この出力値は、入力値及び距離に依存する。ターゲット及び／又は測定器の移動に起因し
て第１サンプリングステップとこれに続く第２サンプリングステップとの間で生じる距離
の変化が、相対距離を算定する手段によって検出され、第２サンプリングステップに対す
る入力値の算定時に距離の変化を校正するために使用される。
【００１３】
　したがってこの反復法は、距離の変化によって発散することなしに収斂できる。２つの
異なる測定方法が、同じ測定区間に使用されて互いに組み合わされる。これらの測定方法
の利点が、補完しあう：「緩やかな」絶対値測定及び「速い」相対値測定。
【００１４】
　本発明の好適な実施の形態では、絶対距離値を測定する方法がフィゾー法である。この
場合、入力値が、変調周波数である。この変調周波数は、離れる光ビーム及び戻る光ビー
ムに作用する。出力値は、戻る光ビームの変調後のこの戻る光ビームの強度である。
【００１５】
　本発明の別の好適な方法では、絶対距離を算定する手段が、絶対距離に対する測定値を
多数回算定するために構成されている。測定ノイズを除去するため、これらの測定値が、
例えば積分によって又は平均値を生成することによって濾波される。個々の測定間の距離
の変化を校正するため、同時にこの距離の変化が、相対距離を算定する手段によって検出
される。そして距離の変化の同期値が、濾波前に測定値から減算される。
本発明の別の好適な実施形では、距離の変化の測定が、
・変調光による位相測定法，
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・「チャープ」信号，コヒーレント信号若しくはインコヒーレント信号又は
・絶対値干渉計
を用いた絶対値の測定を校正するために使用される。ここでも、絶対距離に相当するそれ
ぞれ計算された値が、測定される値だけ時間に対応する相対距離又はそれぞれの距離変化
によって校正されることが成立する。
【００１６】
　絶対距離値を測定する測定装置は、測定装置とターゲットとの間の区間に応じた絶対距
離を測定する手段及びこの区間の方向に沿った相対距離を測定する手段を有する。この場
合、絶対距離を測定する手段は、複数の個々の測定ステップを実施するために構成されて
いる。この測定装置は、絶対距離の測定時の距離変化を考慮する手段を有する。
【００１７】
　第１の好適な実施形では、測定装置は、複数の方法ステップを有する反復法を実施する
手段を有する。この場合、入力値及び距離に依存する出力値が、各サンプリングステップ
で入力値から測定可能である。相対距離を測定する手段は、サンプリングステップと後続
するサンプリングステップとの間に生じる距離変化を測定するために構成されている。こ
の測定装置は、後続するサンプリングステップに対する入力値の測定時の距離変化を校正
する手段をさらに有する。
【００１８】
　第２の好適な実施形では、測定装置は、連続する絶対距離値を測定する手段，少なくと
もほぼ同時の連続する相対距離値を測定する手段及び対応する少なくともほぼ同時の相対
距離値に関する絶対距離値の各々を校正する手段を有する。この校正する手段は、連続す
る校正した絶対距離値を生成する。評価する手段は、これらの連続する校正した絶対距離
値から１つの代表する絶対距離値を算定する。この代表する絶対距離値は、例えば重み付
けされた平均値又は別の方法で濾波によって得られた値である。
【００１９】
　上述した校正手段又は評価する手段は、絶対距離を測定する手段の一部として構成され
得る。しかしこれらの手段は、絶対距離測定器及び相対距離測定器からのデータを互いに
結合する処理装置の一部としても構成され得る。前者の場合では、測定装置は、絶対距離
を測定する手段に相対距離値を渡す手段を有する。この場合、これらの相対距離値はそれ
ぞれ、１つの任意の基準位置に応じた１つの任意の開始値に関連づけられている。
【００２０】
　本発明の別の好適な実施形では、測定装置は、例えばヨーロッパ特許出願公開第０３１
３５１８号明細書中に記されているような測定ビームをターゲットに焦点合わせする手段
を有する。したがって、絶対距離測定及び相対距離測定の双方を協働しないターゲットで
実施することが可能になる。協働しないターゲットは、特に準備しなかった物体又は例え
ば反射膜のような簡単な手段を備えた物体である。
【００２１】
　以下に、本発明の対象を任意の図面中に示されている実施の形態に基づいて詳しく説明
する。
【００２２】
　図中で使用される符号及びこれらの符号の意味は、符号リスト内にまとめて列挙されて
いる。基本的に図中では、同じ部材は、同じ符号を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　図１は、本発明の好適な実施形による組み合わせた絶対測定器を有する本発明の距離測
定装置の構成を概略的に示す。絶対距離測定器１から出た光ビーム及び相対距離測定器２
から出た光ビームが、第１ビームスプリッタ４によって結合され、それぞれの戻った光が
、これらの両距離測定器１，２に向かって分割される。このため、第１ビームスプリッタ
４は、例えば二色性のビームスプリッタである。制御器３が、データ及び制御信号を絶対
距離測定器１と相対距離測定器２とでやりとりするために配置されている。制御器３は、
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データを相対距離測定器２から絶対距離測定器１に対して送り、及び／又はこれらの両距
離測定器１，２に由来するデータ又は測定された距離値を互いに結合する。光ビームが、
第１ビームスプリッタ４から第２ビームスプリッタ５を通過して２つの軸線周りに回転可
能なトラッキングミラー７上に到達する。トラッキング制御器６が、位置を感知するダイ
オード（ＰＳＤ）によって戻る光の一部を検出し、この戻る光の一部のドリフトに応じて
トラッキングミラー７の位置を制御する。その結果、光ビームが、反射するターゲット又
は反射器８に追従する。反射器８は、例えば三角プリズム又は反射膜を有する。測定区間
９が、測定装置１０内のプリセットされている基準零点と反射器８との間の放射された光
ビーム又は反射した光ビームに沿って延在する。
【００２４】
　測定装置１０は、例えば光りビームを偏向しコリメートするための引用した従来の技術
から公知であるようなその他の電気手段及び光学手段をさらに有する。簡単のため、これ
らの手段は示されていない。本発明の好適な実施形では、測定装置１０又はその部品が、
動力設備を付けたトランシットの支持部又は測定ポール内に組み込まれている。トランシ
ットの支持部内へ組み込む場合は、トラッキングミラー７が省略される。
【００２５】
　相対距離測定器２は、特に干渉計である。干渉計によって相対位置を測定するため、こ
の干渉計は、アップダウンカウンタを有する。このアップダウンカウンタは、反射器のド
リフトの瞬時値を記録する。ターゲットが、測定方向に光の半波長だけ移動するごとに、
カウンタのパルスが、ドリフトの方向に応じてカウンタ内で加算又は減算される。例えば
ＨｅＮｅレーザーの場合、すなわちこのことは、０．３２マイクロメートルごとに実施さ
れる。カウンタの状態が、任意の時間に対して読み取られて記憶され得る。対応する読み
取り時間と対応する読み取り時間との間の相対移動ｄＬが、２つの異なるカウンタ状態に
基づいて
【００２６】
【数１】

【００２７】
として算定可能である。
【００２８】
　この場合、
ｄＭ＝カウンタ状態の差，
ｌａｍｂｄａ＝使用される光の波長，
ｎ＝媒体，一般に空気の位相屈折率
　したがって、例えば測定距離が０．１～５０ｍでかつターゲットの速度が１０ｍ／ｓま
での場合、０．３～２．４マイクロメートルの分解能が、約±０．３ｐｐｍの精度で可能
である。
【００２９】
　絶対距離測定器１は、特にフィゾー原理にしたがう距離測定器である。フィゾー系の場
合、測定光ビームは、同じ変調器によって２回変調され、１回目には測定区間内への入射
時の送信ビームとして変調され、そして２回目には戻るビーム又は測定区間からの出射時
の受信ビームとして変調される。この変調の場合、例えば偏光及び／又は光の強度及び／
又は周波数が変調される。
【００３０】
　この場合、第２変調又は帰還変調後の光の強度が、反射距離及び変調周波数の関数で周
期的に変化する：例えば、変調周波数が線形に変化し距離が一定な場合、図２中に示され
たように、光の高い強度Ａの位置と光の低い強度Ａの位置とが、変調の出力部で交互に発
生する。この光の強度Ａは、フォトダイオードによって測定される。光の強度の最小位置
が、ｄｆ＝ｃ／２Ｄの周波数間隔で周波数にわたって等間隔に分布している。この場合、
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ｃは、光の速度であり、Ｄは、測定すべき距離である。ｆ１及びｆ０でのこれらの少なく
とも２つの最小位置が、周波数ｆを変更することによって算出される。このことから、距
離が、以下の式によって算定される：
　この場合、関数Ｒｏｕｎｄ（）は整数の丸めを実施し、さらに：
【００３１】
【数２】

【００３２】
が成立する：
Ｄ＝絶対距離
ｆ０，ｆ１＝最小周波数
ｎｇ＝群屈折率
ｃ０＝真空中の光速度
Ａｄｄ＝追加定数
　最小値を正確に測定するため、光変調周波数ｆが、特にさらに光変調される：例えば、
約５００ｋＨｚの範囲の２０ｋＨｚの正弦周波数変調（ＦＭ）が、２～２．３ＧＨｚの周
波数帯域内の基本周波数ｆに基づいて実施される。したがって、第１導関数が、フォトダ
イオードの検出信号から生成され、ＦＭ変調信号が、ＦＭ変調なしの信号の最小位置で零
を通過する。このような零の通過は、最小値を検出することよりも簡単である。－追加の
ＦＭ変調を伴うか又は伴わない－プリセットされている基本周波数での受信信号の振幅の
算定は、以下では簡単のためサンプリングと呼ばれる。
【００３３】
　上述したように測定のためには、少なくとも２つの最小値の絶対距離、すなわち変調信
号の２つの隣り合った零通過点が必要になる。この場合、対応する周波数は、ｆ０及びｆ
１である。これらの零位置は、基本周波数を変更することによって繰り返し算定される。
この場合、適合された周波数ステップ幅が、各ステップで使用される。この周波数ステッ
プ幅は、希望される零通過点に可能な限り迅速に近づく。そしてこの場合、最後のステッ
プが、希望する最大分解能、例えば１ｐｐｍに基づいて算定される。このことは、周波数
ステップの時間最適なサンプリング列を提供する。このサンプリング列は、零通過周波数
又は最小周波数ｆ０，ｆ１，．．．を提供する。
【００３４】
　したがって、測定距離が１～１００ｍでかつ静止しているターゲットに対しては、約１
マイクロメートルの分解能が、±２５マイクロメートル未満の精度で可能である。第１距
離測定に対する測定時間は、例えば２００ミリ秒持続する。これから出発して引き続き、
１秒当たり約１０個の値が、繰り返す測定によって算出され得る。このような距離測定に
対するいろいろな装置及び方法は、冒頭で述べたドイツ連邦共和国特許第１９５４２４９
０号明細書中に記されている。この場合、絶対距離測定器が、干渉計のビーム経路内に組
み込まれていて、その結果両測定方法が、同じ光源の光によって作動する。又は両測定系
が、図１中に示されたように異なる光の波長で作動する。例えばこの場合、干渉計は、Ｈ
ｅＮｅレーザーを使用し、絶対距離測定器は、７８０ｎｍのレーザーダイオードを使用す
る。
【００３５】
　周波数ステップが零通過点に近づくことによって、この周波数ステップはますます小さ
くなる。このことは、測定すべき距離のより小さいステップにも常に相当する。この反復
近似は、所定の時間を必要とするので、従来の技術ではこの時間の間の距離は変化しては
ならない。何故なら、距離が変化した場合、反復が、完全に間違った地点に対して続き、
距離変化の反復が、一般に完全に十分迅速に追従できないからである。
【００３６】
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　同じ問題が、説明した反復の前後でも発生する：以下でさらに説明するように、複数の
入力値が、プリセットされている帯域幅内でサンプリングされることによって、例えば距
離の粗い測定が予め実施される。最小値の第１算定後に、この算定は、特に数回繰り返さ
れて、これらの結果から１つの平均値を零通過周波数ｆ０，ｆ１として算定する。全体で
は、例えば２０回のサンプリングが、粗い測定に対して必要になり、約２０回のサンプリ
ングが、反復に対して必要になり、１０回のサンプリングが、最小値の繰り返す算定に対
して必要になる。このことは、１回当たりのサンプリングが１ｍｓかかる場合に５０ｍｓ
の持続をもたらす。
【００３７】
　それ故に、個々のサンプリングと同時に、特に反復の間に、反復する距離変化が、例え
ば干渉計的な方法によって算定される。新たな反復ステップが、最後のサンプリングと新
たなサンプリングとの間のターゲットのこうして測定される相対移動に応じて校正される
。
【００３８】
　新たな測定過程の場合、それ故に測定の開始に対する絶対距離を算定するため、距離の
粗い測定が実施される。これに対して、零地点の距離ｆ０－ｆ１が算定され、粗い距離
【００３９】
【数３】

【００４０】
が、この距離ｆ０－ｆ１から算定される。引き続きステップの校正が、反復中にこの値に
よってその都度規格化される。粗い測定は、変調器の変調帯域幅にわたる「サンプリング
」によって、すなわち変調帯域幅内の複数のサンプリング値を算定することによって実施
できる。ｆａ＝２ＧＨｚ～ｆｂ＝２．２５ＧＨｚの基本周波数の場合、変調帯域幅は、例
えば２５０ＭＨｚである。反射器の距離のドリフトは、このサンプリングの間に約ｃ／（
４＊ｆ）＝３５ｍｍを越えてはならない（ｃ＝光速度）。このことは、手によって保持さ
れているミラーに対する例えば約２００ｍｓの全期間で一般に保証されている。
【００４１】
　周波数Δｆの校正値は、相対移動Δｓから計算される。
【００４２】

【数４】

【００４３】
　例えば、ｆ０＝２ＧＨｚ，Ｄ０＝１０ｍ及びΔＳ＝５ｍｍの場合、Δｆ＝１ＭＨｚの校
正値が得られる。
【００４４】
　その前の粗い測定の場合及び引き続き繰り返される最小値の算定の場合、相対移動が、
同様に校正される。最小値は、少なくとも２つの異なる周波数ｆ０及びｆ１に対して算定
される。対応する距離Ｄの引き続く計算も、これらの値の存在後に特定の計算時間を必要
とするので、相対位置が、この計算時間の間もさらに追跡される。距離が既知である後に
、この距離は、中間時間内に合計した実施の距離変化だけ校正され、この時から基準値と
して相対距離測定器２に対して使用される。例えばこれに対して、相対距離測定器２内の
カウンタが、この基準値に応じてセットされるか、又は、基準値に応じた一定なオフセッ
トが、距離に加算される。
【００４５】
　総合的に言えば、特に全ての測定期間の異なる測定のサンプリングに対して、絶対距離
に相当するそれぞれ計算された値が、測定された値だけ時間対応する相対距離によって校
正される。



(9) JP 2008-516246 A5 2011.10.6

【００４６】
　したがって反射器が移動するにもかかわらず、この方法は、原理的に非常に良好にかつ
迅速に正確に変動なしに収斂される。
絶対距離値を算定する測定過程後に、この絶対距離値が、相対距離算定部、すなわち例え
ば干渉計に転送される。その後にこの距離値は、例えば５ｍ／ｓで干渉計の測定値を通じ
て迅速にも移動する。
【００４７】
　本発明の別の好適な実施形では、絶対距離測定器が、フィゾー法にしたがって２つの光
波長を使用する。例えば説明した７８０ｎｍのレーザーダイオードに加えて、例えば４５
０ｎｍ（「青色」）未満の波長を有するレーザーダイオードがさらに使用される。これら
のレーザーダイオードの光が、測定ビームに結合される。したがって２つの距離が、異な
る波長で測定される。このことは、空気の屈折率の校正又は排除を可能にする。
【００４８】
　本発明の別の好適な実施形では、絶対距離を算定するため、経過時間が測定される。複
数の経過時間の値を、測定の不正確さを校正するために、例えば平均値を作ることによっ
て統合するため、これらの値が、相対移動に応じて校正される。図３は、絶対距離検出器
の連続する測定値Ｄａ，同時に検出された連続する相対位置ｄｒ及び差Ｄａ－ｄｒから生
じる校正した連続する絶対距離Ｄａｃを例示的に示す。この場合、それぞれの相対位置値
が、校正値ｄｒとして使用される。これらの相対位置値は、測定光の反射の瞬間のターゲ
ットの位置にほぼ一致する。
【００４９】
　一般にこの方法は、同様に連属する絶対値のノイズを除去するために平均値を作ること
又は積分によって適用可能である。
【００５０】
　本発明の別の好適な実施形では、絶対値を測定する場合に校正するための距離変化の測
定が、
・変調光による位相測定法，
・「チャープ」信号，コヒーレント信号若しくはインコヒーレント信号又は
・絶対値干渉計
によって実施される。多くの場合、積分期間の距離の変化が、測定過程中に検出され校正
されることが一般的である。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の距離測定装置の構成を概略的に示す。
【図２】フィゾー法で現れる、異なる値を示す。
【図３】フィルター法で現れる値を示す。
【符号の説明】
【００５２】
１　　絶対距離測定器
２　　相対距離測定器
３　　制御器
４　　第１ビームスプリッタ
５　　第２ビームスプリッタ
６　　トラッキング制御器
７　　トラッキングミラー
８　　反射器
９　　測定区間
１０　測定装置


	header
	written-amendment

